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(4) 本研究で確立した三次元微細構造体の加工・接合プロセスを用いて、 MEMS デバイスである半導体加速度
センサおよびインクジェットアクチュエータを製作し、本プロセスの有効性を示している。
以上のように、本論文は、 MEMS デバイス製造プロセスの確立を目的とし、三次元微細構造体創成のための新た
な加工および接合プロセスの実現したものである。そして、 MEMS デバイスである半導体加速度センサおよびイン
クジェットアクチュエータを製作し、本プロセスの有効性も示している。これらの成果は、 MEMS デバイス製造プ
ロセスとして独創的な技術であり、工業的にも十分適用し得るものである。よって、本論文は博士論文として価値あ
るものと認、める。
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